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(£J) Interferometrische Positionsmesseinrichtung 

© Die MaRverkorperung (10) der Positionsmesseinrich- 
tung verfugt uber mikrostrukturierte Segmente (1), wel- 

che als transmissive Phasengitter ausgebildet sind. Die 

Stufenhdhe d der Phasengitter (1) ist derart dimensio- 

niert, dass die optische Weglangendifferenz beim Durch- 

lauf des Lichtes durch das Beugungsgitter einem unge- 

radzahligen Vielfachen von X/2 entspricht, sodass in der 

nullten Beugungsordnung ein Minimum liegt. Die Gitter- 

konstante g des Phase ngitters (1) sollte dabei hinreichend 

ktein sein, sodass die ± 1. Beugungsordnungen bereits 

nicht mehr vom Empf anger (30) detektiert werden. Die 

Maftverkorperung (10) weist dabei codierte Segmente 

auf, die mikrostrukturiert sind (1) und solche, die unstruk- 

turiert sind. Der photoelektrische Empf anger (30) beinhal- 

tet entsprechend ein Array von lichtempfindlichen Fla- 
• chen, wobei jedem abzutastenden Codefeld auf der MafJ- 
, verkdrperung (10) mindestens ein Empfangerfeld auf 
i dem Empfanger (30) zugeordnet ist. 
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Beschreibung 



[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine optische 
Positionsmesseinrichtung nach dem Oberbegriff des An- 
spruches 1. Die Erfindung kann insbesondere als Langen- 5 
oder als Winkelmesseinrichtung gemaB DIN Norm 32 878 
ausgestaltet sein. 

[0002] Bisherige optische Positionsmesseinrichtungen ba- 
sieren auf dem Grundprinzip der optischen Abtastung eines 
Strichgitters mil Hell-/Dunkelfeldern mil einer Auflosung io 
von etwa 40 um bis einige tausend um. Derartige Posilions- 
messeinrichtungen konnen insbesondere linear als Langen- 
messeinrichtung oder rotativ als DrehwinkelmeBsysteme 
ausgestaltet sein. In einer linearen Ausfuhrung befindet sich 
das Strichgitter auf einem linearen MaBstab, wahrend in der is 
Winkelmessaus running das Strichgitter auf einer runden 
Codescheibe angebracht ist. Die Codes trukturen werden da- 
bei in der Regel aus einer dunnen Chromschicht, welche auf 
Glas oder Kunststoff aufgebracht ist, herausgeatzt. 
[0003] Eine Verringerung der Breite des Strichgitters ist 20 
begrenzt durch die dann eintretenden Beugungserscheinun- 
gen infolge von Interferenz des Lichtes. Somit ist die Reali- 
sierung hoher Auflosungen oder die Herstellung von Dreh- 
gebem mit sehr kleinem Scheibendurchmesser aufgrund 
von wellenoptischen Effekten begrenzt. Um dennoch eine 25 
relativ hohe Auflosung auch bei kleinen Scheibendurchmes- 
sem zu gewahrleisten, wird nach dem bisherigen Stand der 
Technik die Distanz zwischen der das Strichgitter tragenden 
Codescheibe und dem photoelektrischen Empfanger auf we- 
nige zehntel Millimeter reduziert Die sich aus dieser Kon- 30 
struktion ergebenden Nachteile liegen neben dem hohen Po- 
sitionieraufwand bei der Fertigung in der aufwendigen La- 
gerung, insbesondere bei eigenlagerlosen Positionsmessein- 
richtungen resp. Drehgebem. Hier muss die Lagerung oft- 
mals wesentlich genauer und damit teurer ausgefuhrt wer- 35 
den, als dies etwa die Funktion der (Motor-)Achse an sich 
erfordert hatte. 

[0004] Bisherige Interferometrie-Verfahren zur Positions- 
messung, wie etwa in der europaischen Patentanmeldung 
EP 0 849 567 A2 beschrieben, nutzen neben dem MaBstabs- 40 
gitter ein weiteres, ruhendes Gitter vor dem Empfanger. 
Nachteilig hierbei ist die geringe Fertigungstoleranz der Git- 
terkonstanten, sowie die geringe Lagetoleranz bezuglich 
Kippen und Verdrehen bei der Relauvfuhrung beider Gitter 
zueinander aufgrund des Moir6-Effektes. Da diese Toleran- 45 
zen im Bereich der Gitterkonstanten (g) liegt, also hochstens 
einigen um, ist ein derartiges Verfahren nur mit sehr groBem 
Aufwand bezuglich der Lagerung (bei Winkelmessung) 
bzw. der Fiihrung (bei linearer Positionsmessung) und somit 
zu entsprechend hohen Kosten realisierbar. 50 
[0005] Beschrieben wird ein optisches interferometrisches 
Verfahren, sowie eine entsprechende Vorrichtung zur Mes- 
sung von Positionen, i. e. Winkel oder Langen, welche in- 
kremental oder absolut detektiert werden konnen und obige 
Nachteile bisheriger Beugungsgitteranordnungen, sowie der 55 
klassischen Strichgitter nicht aufweisen. 
[0006] Insbesondere treten keine nachteiligen Moir6-Ef- 
fekte auf, da nur ein Beugungsgitter benutzt wind. Die Auf- 
losung kann dabei gegeniiber den klassischen Strichgittern 
trotz hoher Toleranz bei um GroBenordnungen langer reali- 60 
sierbarem Abstand zwischen Empfanger und MaBverkorpe- 
rung erheblich gesteigert werden. Damit werden insbeson- 
dere kleine und preiswerte Drehwinkelmesseinrichtungen, 
sowie eigenlagerlose DrehwinkelmeBsysteme mit relativ 
hoher Fertigungs- und Lagertoleranz moglich. 65 
[0007] Daruber hinaus ist es im Gegensatz zu hericommli- 
chen Mafiverkttrperungen (10) mit Hell-/ Dunkelfeldern 
moglich, dass der Abstand zwischen der MaBverkorperung 



(10) und dem photoelektrischen Empfanger (30) einige Mil- 
limeter betragen kann, wodurch auf eine hochprazise Lage- 
rung resp. Fiihrung der Positionsmesseinrichtung verzichtet 
werden kann. Insbesondere sind eigenlagerlose Messanord- 
nungen ohne spezielle Vorkehrungen zur prazisen Lagerung 
des zu messenden Antriebssystems realisierbar. Somit kann 
die vorhandene Lagerung des Motors bzw. des Antriebes 
mitverwendet werden. 

[0008] Ein weiterer Vorteil der Anwendung eines Beu- 
gungsgitterarrays liegt in der Miniaturisierung der Codeseg- 
mente. Damit lasst sich zum einen die Auflosung vergroBern 
und zum anderen die MaBverkorperung verkleinera. Somit 
werden nunmehr auch Anwendungen etwa von Codeschei- 
ben zur Winkelmessung auch in Miniaturmotoren errndg- 
licht. 

[0009] Es handelt sich erfindungsgemaB um ein Transmis- 
sions verfahren, bei welchem als MaBverkorperung (10) eine 
Codescheibe aus transparentem Material, wie etwa Kunst- 
stoff oder Glas, raumlich zwischen einer Lichtquelle (20) 
und einem photoelektrischen Empfanger (30) angeordnet 
ist. Vermittels der Bewegung der Codescheibe werden opti- 
sche Signale moduliert, welche in dem photoelektrischen 
Empfanger (30) in elektrische Signale umgewandelt und 
weiterverarbeitet werden. Hierzu weist die Codescheibe 
(10) an ihrer Oberflache Codestrukturen auf, die aus Seg- 
menten (2) bestehen, die unstrukturiert sind, sowie aus Seg- 
menten (1), die mikrostrukturiert sind. Dabei bestehen die 
rnikrostrukturierten Segmente (1) aus optisch transmissiven 
Phasengittern. Das bezeichnete optische Gitter fungiert als 
Beugungsgitter mit einer Gitterkonstante g und einer Stu- 
fenhohe d, und ist dadurch gekennzeichnet, dass es bei Be- 
strahlung mit Licht der Wellenlange X in der nullten Ord- 
nung eine Ausloschung auf weist. 

[0010] Die mikrostrukturierten Teile (1) der Codescheibe 
(10) beugen das Licht zur Seite und stellen somit Dunkelfel- 
der dar, wahrend die unstrukturierten Stellen (2) der Scheibe 
(10) das Licht ungebeugt durchlassen und somit als Hellfet- 
der fungieren. Im Gegensatz zu bisherigen interferometri- 
schen Systemen werden die Dunkelfelder somit vermittels 
der InterferenzefFekte generiert. 

[0011] Die einzelnen Segmente stellen etwa inkrementelle 
oder absolute Codierungen dar, wobei als inkrementelle Co- 
dierung in der Regel Hell- und Dunkelfelder derselben 
GroBe periodisch abwechseln. Fur eine absolute Codierung 
werden entweder mehrere Bahnen benotigt, welche gleich- 
zeitig abgetastet werden oder es werden mehrere Codefelder 
hintereinander gleichzeitig empfangerseitig erfasst. Mogli- 
che Codierungsarten sind etwa der Gray-Code oder der Bi- 
nar-Code. 

[0012] Vorteilhafterweise, jedoch nicht zwingend notwen- 
dig, ist ein abbildendes optisches System (40) raumlich vor 
der photoelektrischen Abtasteinheit (30) angeordnet. 
[0013] AnschlieBend wird die Erfindung anhand der bei- 
gefOgten Zeichnungen en detail erlautert und weiter ausge- 
fuhrt. Es zeigen die 

[0014] Fig. 1 das Phasengitter mit einfallendem paral- 
lelem Licht, 

[0015] Fig. 2 unstrukturierte (2), sowie mikrostrukturierte 
(1) Bereiche auf der Codescheibe (10), 
[0016] Fig. 3 die prinzipielle Anordnung der Posiuons- 
meBeinrichtung, bestehend aus Lichtquelle (20), MaBver- 
korperung (10) und Empfanger (30), 

[0017] Fig. 4 eine Anordnung von Sender (20) und Emp- 
fanger (30) auf einem Substrat auf derselben Seite der MaB- 
verkorperung (10) und 

[0018] Fig. 5 eine Anordnung eines Ausschnittes der 
MaBverkorperung (10), sowie des Empfangers (30) mit fiinf 
photoelektrischen Feldem und den zugehorigen elektrischen 
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SignalenSl bisS5. 

[0019] In der Fig. 1 ist die geometrische Struktur des Beu- 
gungsgitters (1) als mikrostrukturierter Pari der MaBverkor- 
perung (10), sowie ihre Wirkung auf ein einfallendes Licht- 
biindel (A), (B) gezeigt. Die Gitterkonstante (g) bezeichnet 5 
die Periodenlange der periodischen Gitterstruktur. Ais Pha- 
sengitter wird hierbei die unterschiedliche Schichtdicke 
bzw. Stufenh6he (d) wirksam. Bei geeigneter Wahl der Stu- 
fenhfche in Abhangigkeit von dem Brechungsindex des Git- 
ters, sowie der Wellenlange des emittierten Lichtes, erzeugt io 
das Phasengitter eine optische Weglangendifferenz der Teil- 
strahlen (A) und (B) von X/2, wodurch sich eine Auslo- 
schung der nullten Beugungsordnung ergibt. Dieser Zusam- 
menhang wird anschlieBend erlautert: 

[0020] Ein Phasenversatz von A/2 der transmittierten is 
Lichtbundel fuhrt zur Ausloschung der nullten Beugungs- 
Ordnung. Weist das Gittermaterial einen Brechungsindex n 
auf, so legen die Lichtbiindel (A) und (B) die Strecke auf- 
grund der unterschiedlichen Geschwindigkeiten in Luft und 
im Gitter in unterschiedlichen Zeiten t A und t B zuriick. Es ist 20 
t A = d/c und te = nd/c. 

[0021] Daraus resultiert eine optische WegdifFerenz der 
Strahlenbundel (A) und (B) von c(t B -t A ) = d(n-l) = nd- 
d. Entspricht diese Wegdifferenz einem Phasenversatz von 
A/2, oder einem ungeradzahligen Vielfachen von A/2, so er- 25 
reicht man eine Ausloschung der nullten Ordnung. Somit 
folgt als Bedingung fur die Stufenhohe d des Gitters bei ei- 
ner Wegdifferenz von A/2 : d = A/(2(n-l)). 
[0022] Betragt der Brechungsindex des Transmissions- 
Gitters beispielsweise n = 1,5, so erhalt man fur die Stufen- 30 
hone d des Gitters die Bedingung d = X. Die Stufenhohe d 
entspricht in diesem Fall also genau der Wellenlange A, des 
emittierten Lichtes. 

[0023] Das Aspektverhaltnis A, welches den Quotienten 
aus der Strukturhohe und den minimalen lateralen Struktur- 35 
details der MaBverkorperung (10) bezeichnet, betragt bei- 
spielsweise bei einer Dicke der MaBverkorperung (10) von 
500 urn = l / 2 mm und mit einer Gitterkonstanten g = 2X mit 
X = 0,88 Mm (IR-Licht) etwa A = 284. 

[0024] Die Fig. 2 zeigt schematisch ein auf die MaBver- 40 
korperung (10) einfallendes Lichtbundel (— ►). An den un- 
strukturierten Stellen (2) der MaBverkorperung (10) passiert 
das Licht die MaBverkorperung (10) ungebeugt, wahrend es 
an den als Beugungsgitter mikrostrukturierten Stellen (1) 
aufgrund von Interferenz gebeugt wird. Die Gittergleichung 45 
lautet nun z X = g (since - sinB), wobei die ganze Zahl z die 
Beugungsordnung angibt, g die Gitterkonstante, und a den 
Beugungswinkel sowie P den Einfallswinkel gemessen zum 
Lot bezeichnet. 

[0025] Bei senkrechtem Einfall des Lichtes auf das opti- 50 
sche Beugungsgitter (1) entsteht das Uchtmaximum der er- 
sten Ordnung somit in einem Beugungswinkel ot, welcher 
der Bedingung sin a = A/g geniigt. Beispielsweise ergibt 
sich mit g = 2X ein Beugungswinkel von a = 30°. Die Git- 
terkonstante sollte hinreichend klein gewahlt sein, sodass 55 
bereits die ± 1 . 

[0026] Beugungsordnungen vom Empfanger nicht mehr 
detektiert werden. Bei g « A. tritt Streuung auf. 
[0027] Da die Beugungswinkel abhangig sind von der 
Wellenlange X des verwendeten Lichtes, ist eine geringe 60 
Bandbreite des emittierten Lichtes von Vorteil, um eine Auf- 
weitung der Beugungsordnungen aufgrund von Dispersion 
zu vermeiden. Ein weiterer Grund hierfur liegt in der Tatsa- 
che, dass die Interferenz nur bei hinreichend koharentem 
Licht auftritt. Fiir die Koharenzlange L gilt naherungsweise 65 
L ~ X 2 /AA~ Je kleiner also die Bandbreite AX des emittierten 
Lichtes, desto grfcBer ist die Koharenzlange L. Bei einer 
Wellenlange X = 880 nm und einer Bandbreite AX = 50 nm 
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erhalt man eine ausreichende Koharenzlange von L = 
15,5 um. 

[0028] Die Fig. 3 zeigt den schematischen Aufbau der Po- 
sitionsmesseinrichtung: Das Licht eines Lichtsenders (20) 
wird mittels einer Bikonvexlinse (22) zu einem parallelen 
Lichtbundel kollimierL Diese Linse (22) kann jedoch auch 
fehlen, da auch divergentes licht verwendet werden kann. 
Nach der Transmission des emittierten Lichtes durch die 
MaBverkorperung (10) erfahrt das Licht an den mikrostruk- 
turierten Gittern (1) Beugung, wahrend es die nicht-struktu- 
rierten Stellen (2) die MaBverkorperung (10) ungehindert 
passiert. Wahrend die gebeugten Strahlen erster und hoherer 
Ordnung an dem Empfanger (30) vorbei geleitet werden, 
fallen die ungebeugten Strahlen auf den photoelektrischen 
Empfanger (30) und werden doit detektiert, indem sie auf- 
grund des lichtelektrischen Effektes in elektrische Signale 
transformiert werden. 

[0029] Optional kann ein abbildendes System (40) vor 
dem Empfanger (30) angeordnet werden, bestehend aus ei- 
ner Linse (42), sowie einer die Linse (42) einfassende lich- 
tundurchlassige Blende (43). Moglich ist jedoch auch die 
Verwendung einer Blende (43) allein, um das Seitenlicht ab- 
zuschatten. Ist die Blende hinreichend klein, so wirkt sie als 
camera obscura und hat somit bereits Abbildungseigen- 
schaften. 

[0030] In der Regel sind Sender (20) und Empfanger (30) 
aufgrund der transmissiven Anordnung auf verschiedenen 
Seiten der MaBverkorperung (10) angeordnet. Die Fig. 4 
zeigt jedoch eine alternative Anordnung von Sender (20) 
und Empfanger (30) auf derselben Seite der MaBverkorpe- 
rung (10). Vorteilhafterweise konnen Sender (20) und Emp- 
fanger (30) dabei auf demselben Substrat, etwa einer Leiter- 
platte, montiert sein. Hierzu wird das vom Sender divergent 
abgestrahlte Licht zunachst mittels einer Kollimatorlinse 
(22) zu einem hinreichend parallelen Lichtbundel zusam- 
mengefasst, seitlich an der MaBverkorperung (10) vorbeige- 
fuhrt oder an durchsichtigen Stellen der MaBverkorperung 
(10) durch dieselbe hindurchgefUhrt und mittels eines Pris- 
mas (25) oder verspiegelter Flachen hinter der MaBverkor- 
perung (10) umgelenkt, sodaB das Licht durch die teilstruk- 
turierten Bereiche der MaBverkorperung (10) hindurch auf 
den photoelektrischen Empfanger (30) fallt. 
[0031] In der Fig, 5 ist ein Ausschnitt einer Spur etwa ei- 
ner inkremental codierten MaBverkorperung (10), sowie des 
photoelektrischen Empfangers (30) zu erkennen. Dabei sind 
den einzelnen Code-Segmenten (1) und (2) der MaBverkor- 
perung (10) gerasterte Empfangersegmente seitens des opti- 
schen Chips zugeordnet, welche aufgrund der optischen 
Einstrahlung entsprechende elektrische Signale SI bis S5 
generieren. Um den Offset der Signale zu eliminieren, der 
zum Teil durch Streulicht, sowie aufgrund der nicht voll- 
standigen Abschattung hervorgerufen wird, findet eine dif- 
ferentielle Weiterverarbeitung der elektrischen Signale der 
Hell- und Dunkelfelder statt. Bei einer Mehrfachabtastung 
etwa einer inkrementalen Codierung, wie in Fig. 5 darge- 
stellt, kann das Signal einer Spurabtastung etwa mittels SI - 
S2 + S3 - S4 gebildet werden. 

[0032] Die MaBverkorperung (10) besteht aus einem 
transparenten Grundkorper, welcher eine codierte Mikro- 
strukturierung in Form eines Arrays von Beugungsgittem 
enthalt. Dabei setzt sich die Codierung aus zwei unter- 
schiedlichen Codearten zusammen: Unstrukturierte Felder 
(2) fungieren dabei als Hellfelder, mikrostrukturierte Beu- 
gungsgitterfelder (1) als Dunkelfelder. Die Codierung in 
Hell- und Dunkelfelder geschieht mit einer Auflosung von 
etwa 10 um bis 40 pm. Die Gitterstruktur innerhalb der 
Dunkelfelder liegt im Mikrometerbereich. Die Abtastung 
geschieht somit analog zur Abtastung im klassischen Fall 
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der Nutzung von Codefeldem in der HellTDunkelfeld-'Iech- 
nologie, welche auf der Teil-Abschattung durch geatzte 
Chromschichten basiert 

[0033] Als mikrosinikturierbares Material fur die MaB- 
verkorperung bieten sich fur die Beugungstechnologie ne- 
ben Quarzglas, Cerodur und Silizium insbesondere auch 
Kunststoffmateri alien, insbesondere Thermoplaste an. So 
konnen neben Polycarbonat (PC) etwa auch PMMA, POM, 
PVDF und PSU eingesetzt werden. Mit diesen Materialien 
konnen obere Gebrauchstemperaturen bis 170°C erreicht 
werden. Als preiswerte Fertigungstechnologien auch von 
groBeren Stiickzahlen kommen hierbei insbesondere das 
HeiBpragen und das Mikro-SpritzgieBen in Belracht. Mit 
beiden Verfahren sind Aspektverhaltnisse bis iiber 500 mog- 
lich. 

[0034] Der photoelektrische Empfanger (30) weist ein Ar- 
ray von photoelektrisch sensiblen Schichten auf, wobei je- 
dem abzutastenden Codefeld auf der MaBverkorperung (10) 
mindestens ein Empfangerfeld auf dem Empfanger (30) zu- 
geordnet ist. Bei einer inkrementellen oder auch einer abso- 20 
luten Codierung geniigt in der Regel die Abtastung lediglich 
eines Teiles der MaBverkorperung (10). Im Falle einer Lan- 
genrnessung ist die MaBverkorperung (10) linear. Im Falle 
einer Winkelmessung ist die MaBverkorperung (10) in der 
Regel kreisfbrmig auf einer Codescheibe angeordnet. Um 25 
etwa eine Exzentrizitat der Codescheibe auszugleichen, 
kann es in diesem Fall von Vorteil sein, die gesamte Code- 
scheibe abzutasten. 

[0035] Durch differentielle Abtastung der Hell- und Dun- 
kelfelder wird der Offset, der verursacht wird durch nicht 
vollstandige Abschattung in den Dunkelfeldem, kompen- 
siert. 

[0036] In der Signalverarbeitung schlieBlich werden die 
ermittelten Sign ale des Empfangers (30) verstarkt, deco- 
diert, eventuell interpoliert und zur Ubertragung iiber eine 
elektrische Schnittstelle, insbesondere via ein Bussystem, 
aufbereitet. 

[0037] Femer ist es moglich, sowohl eine inkrementale, 
als auch eine absolute Codierung auf der MaBverkorperung 
(10) vorzusehen. Zur Abtastung der Codes ist es denkbar, 
entweder einen einzigen Empfanger (30) vorzusehen, oder 
je einen Empfanger (30) zur Abtastung der inkrementalen 
und der absoluten Spur einzusetzen, wobei auch der Fall 
denkbar ist, dass in einer preiswerten Version eines inkre- 
mentalen Drehgebers nur der Abtaster fur die inkrementale 
Spur montiert wird. 

[0038] Die Erfindung kann dabei insbesondere bei Lan- 
gen- und WinkelmeBsystemen Anwendung finden. 
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X Wellenlange des Lichtes 

AX Bandbreite des emittierten Lichtes 

n Brechungsindex der Codescheibe 

g Gitterkonstante des Gitters 55 
d Stufenhohe des Gitters 
z Beugungsordnung 

a Beugungswinkel des Beugungs maximums 1. Ordnung 
P Einfallswinkel 

A Aspektverhaltnis = Strukturhohe/minimale laterale Struk- 60 
turdetails 

1 Transmissions-Phasengitter als mikrostrukturiertes Seg- 
ment der Codescheibe (10) 

2 transparentes, unstrukturiertes Segment der Codescheibe 
(10) 65 
10 MaBverkorperung 

20 Lichtsender 

22 Sender- Kollimatorlinse 



25 Prisma 

30 photoelektrischer Empfanger 
40 abbildendes System 

42 Empfanger- Kollimatorlinse 

43 Blende 

Patentanspruche 

1. Interferometrische PositionsmeBeinrichtung zur 
Messung der Relativlage zweier zueinander bewegli- 
cher Objekte mit einer MaBverkorperung, einem Licht- 
sender und einem lichtempfindlichem Empfanger nach 
dem Transmissionsverfahren, wobei das vom Lichtsen- 
der (20) emittierte Lichl nach der Transmission durch 
die MaBverkorperung (10) auf den Empfanger (30) ge- 
langt, da durch gekennzeichnet, dass 
der Lichtsender (20) Licht der Wellenlange X mit ver- 
nal tnismaBig kleiner Bandbreite emittiert, 
X der Empfanger (30) ein photoelektrisches, struktu- 
riertes Raster zur Detektion von Licht aufweist, 
die MaBverkorperung (10) codierte Segmente (1), (2) 
aufweist, wobei die Segmente (1) eine transmissive 
Phasengitterstruktur (1) zur Beugung des Lichtes tra- 
gen und die Segmente (2) unstrukturiert und transpa- 
rent sind, 

diese Phasengitter (1) bei Bestrahlung von Licht mit 
der Wellenlange X in der nullten Beugungsordnung 
eine Licht- Ausloschung aufweisen. 

2. Interferometrische PositionsmeBeinrichtung nach 
Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zwi- 
schen der MaBverkorperung (10) und dem Empfanger 
(30) ein optisch abbildendes System (40) angeordnet 
ist. 

3. Interferometrische PositionsmeBeinrichtung nach 
Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass fur die 
Winkelmessung die MaBverkorperung (10) als Code- 
scheibe ausgestaltet ist, wobei als Gitter (1) ein Strich- 
gitter verwendet wird, deren Striche radial nach auBen 
weisen. 

4. Interferometrische PositionsmeBeinrichtung nach 
Patentanspruch 1 mit einer transmissiven MaBverkor- 
perung mit Brechungsindex n, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Stufenhohe d des Phasengitters (1) bei Be- 
leuchtung mit Licht der Wellenlange X der Relation d = 
X/(2(n - 1)) entspricht. 

5. Interferometrische PositionsmeBeinrichtung nach 
Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als 
Empfanger (30) ein System-on-Chip (SoC) auf Sili- 
zium-Basis verwendet wird, welches neben den photo- 
elektrischen Empfanger-Feldern bereits ein Teil der Si- 
gnalverarbeitung enthalt. 

6. Interferometrische PositionsmeBeinrichtung nach 
Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Hell- und Dunkelfelder auf der MaBverkorperung (10) 
durch entsprechende, den Codefeldem zugeordnete Ar- 
rays auf dem Empfanger-Chip (30) differentiell abgeta- 
stet werden. 

7. Interferometrische PositionsmeBeinrichtung nach 
Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Empfanger (30) und der Sender (20) auf derselben 
Seite der MaBverkorperung (10) angeordnet sind und 
dass das vom Sender (20) emittierte Licht mittels Spie- 
gel oder eines Prismas umgelenkt wird und nach der 
Transmission der Codescheibe auf den Empfanger 
trifft. 

8. Interferometrische PositionsmeBeinrichtung nach 
Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 
MaBverkorperung (10) aus thermoplastischem Kunst- 
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stoff besteht, welches mikrostrukturierte Code- S eg- 
mente (1) aufweisi. 
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Figur 2 
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Figur 3 
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